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Applied Plasma Physics

Faststallande

Skolchef vid EECS-skolan har 2020-04-21 beslutat att faststédlla denna kursplan att galla fran
och med HT 2020, diarienummer: J-2020-0552.

Betygsskala
AB,CD,E FX, F

Utbildningsniva

Avancerad niva

Huvudomraden
Elektroteknik, Fysik, Teknisk fysik

Sarskild behorighet

Slutford kurs EF2200 Plasmafysik eller motsvarande.

Aktivt deltagande i kursomgang vars slutexamination dnnu inte dr Ladokrapporterad jam-
stills med slutford kurs. Detta giller endast for student som ar forstagangsregistrerad pa
den behorighetsgivande kursomgangen eller har bade denna och den sokta kursomgangen i
sin individuella studieplan.

Undervisningssprak
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Undervisningssprak anges i kurstillfallesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Larandemal

Efter godkiand kurs ska studenten kunna

« forklara de fysikaliska mekanismer som styr vixelverkan mellan plasma och ytor, samt
redogora for deras effekt och signifikans i diverse plasmaomgivningar

« resonera kring de praktiska tillampningar av elektronemissionsfysik som ar relevanta for
plasmaurladdningar och diagnostik

« beskriva de plasmaprocesser och karakteristiska parametrar som listas i kursinnehallet

« beskriva hur de sex olika listade urladdningstyperna fungerar, med fokus pa de
dominerande plasmaforloppen

» beskriva de listade tekniska tillampningarna och forklara hur de karakteristiska para-
metrarna hos urladdningstyperna forhéller sig till den 6nskade funktionen hos respektive
plasmaverktyg

« beskriva tillampningar for plasmaurladdningar som relaterar till mal for hallbar utveck-
ling, samt resonera kring for- och nackdelar i jamforelse med konkurrerande teknologier
som inte anvander plasman

i syfte att bli bekant med ett brett spektrum av tekniska plasmaverktyg och kunna analysera
och beskriva deras huvudsakliga plasmakarakteristika och principen for hur de fungerar.

Kursinnehall

« Viaxelverkan mellan plasman och ytor: elektron-inducerad elektronemission (sekundare-
mission av elektroner, tillbakaspridning av elektroner, reflektion av elektroner), jon-induc-
erad elektronemission (kinetisk, potentiell), termojonisk emission, faltinducerad emission,
fotoelektrisk emission, sputtring (fysikalisk, kemisk), tillbakaspridning av joner.

« Elektronenergibalans i bade vaxel- och likstromsurladdningar. Plasmaforstarkning via
jonisering, samt plasmaforlust via diffusion, rekombination, och stromférluster.

 Bestaimmande parametrar: kollisionalitet, joniseringsgrad, magnetiseringsgrad (for elek-
troner och joner). Karakteristiska langdenheter: gyroradie, fri medelvaglangd for elastiska
kollisioner och jonisering, samt plasmaskiktets tjocklek.

« Urladdningstyper: DC glim-, bag- och hogfrekvensurladdningar, samt sputtermag-
netroner.

« Tillimpningar for hallbarhetsutveckling: omvandling av koldioxid, ozontillverkning, vat-
tenrening, medicinska tillampningar, avfallshantering.

Examination
« TEN1 - Examination, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handlaggare av stod till stu-
denter med funktionsnedsattning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.
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Examinator far medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Nar kurs inte langre ges har student mgjlighet att examineras under ytterligare tva lasar.

Skriftlig tentamen.

Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.

« Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och kallor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
losningen.
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